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１．概要（Summary） 
 MEMS センサは小型・低価格という特徴から、自動車を

はじめとした多くのアプリケーションに使用されている。し

かしながら、センサの信号伝達に電気信号を使用すること

から、狭所や水中、強力な電磁波が存在する環境などに

おいては、特殊な設計が必要であったり、ノイズの混入に

より必要な情報が得られないなどの問題が存在している。

そこで本研究では、電気信号を用いない情報検出の手段

として、構造色変化をカメラで検出するセンサの開発を実

施している。本稿では、物理量に応答する構造色を発色

するための機械構造の形成結果について示す。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
デュアルイオンビームスパッタ装置 (ハシノテック社

製,10W-IBS) 
【実験方法】 
 シリコン基板上に、エッチングマスクとしてデュアルイオ

ンビームスパッタ装置にて、Cr 膜を 600nm 成膜した。セ

ンサの機械構造は、ダイヤフラムの中心に柱が存在する

構造であり、エッチング部分の幅は 150µm である。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
実際にエッチングを行った基板を Fig. 1 に示す。(a)

は、エッチングしたセンサのチップ全体写真である。Cr
によるマスク形成が良好に実施できていることが確認でき

る。(b)は、エッチング部の拡大写真である。エッチングの

過程で、マイクロピラーが形成されており，エッチング条

件の調整などによる製作工程の最適化が求められる。 

 
(a) Photograph of overall chip. 

 
(b) Enlarged photograph of edge of diaphragm. 

Fig. 1 Experimental result 
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